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g@; Produktverbesserungen dank MST Fasth

Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Eigenschaften:

Grole: 9,8x5,3x1,4cm?

Gewicht: 95¢g
Preis: ca. 200 Euro
2006

1983

neustes Handy: Razr V3

1. Handy DynaTec 8000x von Motorola

von Motorola 1)

Eigenschaften:
Grole: 33 cm
Gewicht: 880 g
Preis: 3995 %

Synonym: Knochen

Bildquelle: 1) http://www.mforum.ru/news/data/0503150004.htm 2) http://www.zdnet.de/mobile/handy/0,39024718,39128886,00.htm
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=$’ Entwicklung der Drehmaschine als Beispiel -

Aus- und Weiterbildungsnetzwerk

Historische Wippdrehbank WA
frihes Mittelalter

Historische Drehbank
mit mechanischer Leitspindel
1889

Wandel Drehbank/Drehmaschine
. mit Zug- und Leitspindel
1 1950

Mechanischer Wandel
Moderne NC-gesteuerte

Drehmaschine

—>

Elektrischer Wandel

g gesteuerte Universal-

drehmaschine
- B |

Elektronischer Wandel
Bildquellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmaschine
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,@’ Entwicklung der Drehmaschine als Beispiel -

Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
nik

Ultraprazisionsdrehmaschine

CCD-Kamera mit Linearfihrung {y) Hochfrequenz-Frasspindel
telezentrischer Optik
zur Werkzeugvermessung |

Laserinter-
ferometer

Reibrad-
/ antrieb (x)
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Prazisions-
., - kugelgewinde-
Hauptspindel " Kreuzschlitten trieb (z)
Quzlle; Fraunhoter IPT
@ WEL! IPT Em: Beil 17
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Fraunhofer i AL

Prociuk r'rnn'.'l.l:'l:l'\.nulclg Tl

http://wzl-lotus3.wzl.rwth-aachen.de/cms/www_content/de/Iv20_vorlesungen/wzmi_v02a_hir_deutsch.pdf
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= y Entwicklung der Drehmaschine als Beispiel FasiMiT
N4 e e
CGD—Kamera it . Linear
- Objekterkennung el o R (R
Ublicherweise mittels CCD-Kamerasysteme sl %

heute auch mit CMOS-Pixelsensoren

Thar. Verbundprojekt PIXSTACK

‘ Positionssensorik

Mit verschiedenen physikalischen Wirkprinzipien
induktiv, kapazitiv, elektrisch-magnetisch oder optoelektronisch

CiS Entwicklung von modularen Komponenten f. d. optoelektronische Positionssensorik
erfolgreicher FUE-Transfer in die Industrie

http://wzl-lotus3.wzl.rwth-aachen.de/cms/www_content/de/Iv20_vorlesungen/wzmi_v02a_hir_deutsch.pdf
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eﬁb Objekterkennung F\as-iMiT

Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

* Bildverarbeitung direkt in Kameragehause
* VGA-Auflésung

* hohe Geschwindigkeiten

« industrietauglich

* hochprazise Bildauswertung

 konfortable Bedienung unter Windows

gemeinsames Projekt zur Entwickllung von CMOS-basierten
Pixelsensoren

PIXSTACK  TMWTA-Projekte
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g“."; Geplanter Pixstack-Aufbau FasiMiT

~
ingsnetzwerk
echnik

Aus- und \
Mik

Makrolinse /
Objektiv

Mikrolinsenfeld

Analog-Schaltkreis

Photoempfanger
AD-Wand|
andier pFagetechnik
uber
Digital-Schaltkreis -FrojeKte Bumpkontakte

Vertikaler Kontakt
Prozessorelement

Flip-Chip-Technik

Entwicklung eines:
- parallel-datenverarbeitenden CMOS-Pixelbildsensor fiir Realzeitanforderungen
» System zur Markererkennung von sich standig schnell bewegenden Sensoren
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-@, INKREMENTALE WEG-UND WINKELMESSUNG  /Fasimit

- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Anordnung optoelektronischen Positionssensoren

Die Gitterkonstante d bestimmt die Auflosung des Gesamtsystems

d = Breite lichtundurchldssiger Strich + Breite lichtdurchldssiger
Strich

LED
Lichtquelle
@ Gehduge
I
|\ Kondensor ! Linse
Codeachaibe
i LN
¢ [+ 1 h
Malverkorperung :
--------- - - -I i
Abtastgitter —————— - Fotodiodenarray L .
Abtastsensor Antasigitter auf Glaziragar l Laitarplatta

Phglosmpiinger
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|‘...'r Optoelektronische Positionssensorik auf der Basis der Reflektion FasiMiT

~
Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Prinzip: ; : ; : Moiregitter

Anwendung:

Design mit

LED in
strukturierter
Siliziumgrube,
umgeben

von einem
Fotodiodenarray

OPM (OMS GmbH)




; INKREMENTALE WEG-UND WINKELMESSUNG

Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Erfolgreicher FUE-Transfer in die Produktion,

Beispiele Firma Optolab und Firma Numerik Jena

Inkrementale Winkel-Encoder und lineare Encodersysteme mit Auflésungen
im nm-Bereich bzw. Mikrosekundenbereich

- www.optolab.com - www.numerikjena.de
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géﬁ; MORES™ als Plattform [FasimiT

Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Mores: Miniaturisiertes optisches Remissions-/Reflektions-Systems

[ | Messmedium/Reflektor
I— optischer Filter
|| Lotkontakt
I LEDs
1 Fotodioden-Array
e Siliziumchip mit Atzgrube
| Flexband zur Trennung von
Mess- und Auswertungsort

Ad J"Hh';l,fl;l.l_, y

|

1 cm

Ausfiihrung mit Fotodiode Ausfuhrungsform Ausfiihrung mit 3 LEDs
in Segmentform
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Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

- - 3500
Prinzip: 200
5 2500
B 2000
E 1500
1000

500 . . . . . Zeit /

10 15 20 25 30 35 40 45

Anwendung:  Cgardiovasculdre Diagnostik




Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Phonak: Horgerate Biotronik: Herzschrittmacher IR-Ohrthermometer
(Chip von X-FAB)
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\ J Ausnutzung des Adsorptionsprinzips FasiMiT

Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Prinzip:

S YO
A AN

" R

Oberflichen-Reflexions-Interferenz

N4 5 Brechungsindex

Anwendung: 20
19
Biosensorik
18 "

17 /
| —

Sign(840)/Sign(640)

RF (%)
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NEREV Einfilhrung der Mikrosystemtechnik / FasiMiT

Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Einsatz von Mikrosystemen
fir neue Funktionen:

Beispiele

1954: Mercedes-Benz: erste Benzineinspritzung
1968: erste Versuche fir Airbags

1969: erste Scheibenantenne von Pontiac
1976: erste Lambda-Sonde von Bosch

Audi UW Baujahr 1934

Einsatz neuer Werkstoffe
damit neue Design mdglich:

Beispiele
1953: erster schlauchloser Reifen von Dunlop
1954: 1 Corvette mit Glasfaserkarosserieteilen

2003: Einfiihrung des Audi A8L mit Al-Karosse Audi A6 Avant Baujahr 2004



Sensortechnik=
Hauptfaktor fiir Kfz-Weiterentwicklung

1 Quelle fiir Aussage: http://www.iwe-1.rwth-aachen.de/Presse/Presse%20Sensor%20Magazin%204.2000%20Automobil %20s.pdf
2 Quelle fur Bilder: http://www kraftfahrzeugtechnik-heute.de/k/jsp/start/index.jsp
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V 7  Kapazitive Kondensationssensorik aus dem Hause CiS / FasiMiT

Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Environment

Silicon nitride top
= Comb structure

Silicon nitride/ =
Silicon oxide down —

silicon (Bulk)

Trident 92

73434451

Kondensatorfeld

Montierter Betauungsfiihler Typische Kondensation von Wassertropfen
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wswr Mikrosystemtechnik- Begriffsbestimmung -

Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Kombination aus:
Mikro system technik

Auswertung

Entscheiden

Sensoren V/

Aktoren

Empfinden Reagieren

Groldenordnung Inhalt Herstellung



Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

Systemhaus fur Entwicklung neuartiger Sensoren

—

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit verbunden mit einer Einladung ans CiS



Aus- und Weiterbildungsnetzwerk
Mikrosystemtechnik

1)

Fraunhofer |ttt

Angewandte Optik
und Feinmechanik

v applikationszentrum
mikrooptische systeme

amos - |hr Systempartner fur mikrooptische Losungen. amos Kernkompetenzen:

Entwicklung und Produktion aus einer Hand. sivlikrooptische Systeme in Glas, Kompositen
Mutzen Sie die Kompetenz und die Ressourcen von und Kunststoffen

CiS Institut fur Mikrosensarik und Fraunhofer IOF fur sOptoelektronische Systeme in Silizium

lhre Produktinnovationen. sHybride Integration im Serienmalstab

m Verfahrens- Serien- “

» Produktidee Prototyping entwicklung produktion

... ...+ . F&F Management Technologie Know How Systemkompetenz o o




